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损耗电介质在镜像法测试装置中的应用
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摘要:通过在校准头的耦合波导中填充介电常数为10，损耗角正切为0.6的损耗电介质材料，

利用该介质对电磁波的损耗来近似测试头中的输入输出耦合环对电磁场能量的影响，以满足

镜像法中测试头和校准头中电磁场分布一致这一要求。这一损耗介质材料的引入，改进了测

试头和校准头的设计，使得测试头在取得较大耦合量的同时能保持与校准头的对称性，减小

了以往测试装置低耦合量所引起的测试误差。 
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